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EP 1 296 191 B9
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Optimierung der Abbildungseigenschaften von mindestens zwei opti-
schen Elementen, bei dem mindestens eines der optischen Elemente relativ zu mindestens einem stationaren optischen
Element bewegt wird.

[0002] Optische Baugruppen mit mindestens einem beweglichen optischen Element sind von Markt her bekannt.
Hierzu gehoéren Projektionsobjektive der Mikrolithographie. Bei diesen, aber auch bei anderen optischen Baugruppen,
ist eine hohe Abbildungsqualitat zur moglichst fehlerfreien Erzeugung des Bildes einer Struktur notwendig. Die Beweg-
lichkeit von mindestens einem optischen Element innerhalb eines solchen Projektionsobjektivs dient der Variation der
Abbildungseigenschaften des Projektionsobjektivs mit dem Ziel der Verringerung der auftretenden Abbildungsfehler.
[0003] Die Wahl der Position, in die ein bewegliches optisches Element zu bringen ist, damit der Abbildungsfehler der
optischen Baugruppe minimiert ist, erfolgt bisher oft durch Einzelmessung der Abbildungseigenschaften der optischen
Elemente vor dem Zusammenbau. Da sich manche Abbildungsfehler erst beim Zusammenbau ergeben, z.B. durch
Druckeinflisse der Halterungen fir die optischen Elemente, ist ein derartiger Ansatz zur Erreichung einer hohen Abbil-
dungsqualitat zu ungenau.

[0004] Andere Ansétze, bei denen eine Optimierung der Posititionen der optischen Elemente anhand von leicht vi-
sualisierbaren, die Abbildungsqualitat aber nur unvollkommen wiedergebenden ZielgréRen erfolgt, die aus dem Zusam-
menwirken der optischen Elemente gewonnen wurden, vertrauen bei der Auffindung der glinstigsten Drehposition auf
die Erfahrung des mit der Justage der Baugruppe beauftragten Technikers. Derartige Optimierungsverfahren sind zu
wenig deterministisch.

[0005] Ein notwendig zur optimalen Relativposition zwischen dem beweglichen und dem stationaren optischen Ele-
ment fiihrendes Verfahren nimmt Messungen der Abbildungsfehler der optischen Baugruppen, die das bewegliche und
das stationare optische Element umfaldt, an allen anfahrbaren Positionen des beweglichen optischen Elements vor.
Dies ist, da zur genauen Positionierung des beweglichen optischen Elements in der Regel eine Vielzahl anfahrbarer
Positionen vorliegt, zu langwierig und aufwendig.

[0006] Bei der Suche nach Mdglichkeiten zur Verbesserung von Projektionsobjektiven zur Erflillung immer héherer
Anforderungen an die Abbildungsqualitat sind Projektionsobjektive vorgestellt worden, bei denen bewegliche optische
Komponenten an verschiedenen Positionen innerhalb des Projektionsobjektivs angeordnet werden kénnen. Dabei ist
die Anzahl der beweglichen optischen Komponenten nicht auf eine beschrankt, sondern es kénnen oft mehrere optische
Elemente innerhalb des Projektionsobjektivs beweglich sein.

[0007] Beiderartigen Projektionsobjektiven stellt sich die Frage, an welcher Stelle ein bewegliches optisches Element
innerhalb des Projektionsobjektivs vorzusehen ist, um einen bestimmten Abbildungsfehler korrigieren zu kénnen, und
wie viele optische Elemente ggf. hierzu bewegt werden missen. Ferner stellt sich die Frage, welcher Bewegungsfrei-
heitsgrad zur Korrektur eines bestimmten Abbildungsfehlers einsetzbar ist. Derartige Bewegungsfreiheitsgrade sind die
Rotation optischer Elemente innerhalb des Projektionsobjektivs, die Verlagerung optischer Elemente langs der optischen
Achse des Projektionsobjektivs (Abstimmung) und senkrecht dazu (Zentrierung) und die Verkippung optischer Elemente
innerhalb des Projektionsobjektivs.

[0008] Insgesamt ergibt sich eine Vielzahl von Freiheitsgraden, die prinzipiell zur Korrektur von Abbildungsfehlern
innerhalb eines Projektionsobjektivs zur Verfligung stehen.

[0009] Beiden bisher bekannten optischen Baugruppen erfolgte eine Auswahl der Freiheitsgrade, die zur Korrektur
von Abbildungsfehlern herangezogen wurden, auf der Basis von Trial-and-Error-Methoden. Ahnlich wie bei der Auffin-
dung der glinstigsten Drehposition war auch hier die Erfahrung des jeweiligen Technikers ausschlaggebend beim Auf-
finden nutzbarer Freiheitsgrade, was zu nicht deterministisch nachvollziehbaren Justageergebnissen flhrte. Oft erfor-
derte die Auswahl der zu bewegenden Linsen sowie die Auswahl der Bewegungsfreiheitsgrade sehr viel Zeit und flhrte
auch nicht immer zum Erreichen vorgegebener Spezifikationen.

[0010] Auch in den Fallen, in denen prinzipiell bekannt ist, welche Linsen innerhalb eines Projektionsobjektivs zur
Korrektur bestimmter Abbildungsfehler bewegt werden missen, liegt bei einer Beweglichkeit mehrerer Linsen innerhalb
eines Projektionsobjektivs in der Regel immer noch ein multidimensionales Problem vor, so dal} eine optimale Positi-
onskonfiguration aller beweglichen Linsen, bei der ein Gesamtabbildungsfehler vorgegebene Spezifikationen unter-
schreitet bzw. ein absolutes Minimum erreicht, mit vertretbarem Aufwand oft nicht gefunden werden kann Aus der EP-
A-0 992 853 ist ein Verfahren zur Verbesserung der Abbildungseigenschaften eines Projektionsobjektivs einer mikroli-
thographischen Projektionsbelichtungsanlage bekannt, bei dem zwei Linsen oder Linsengruppen entlang der optischen
Achse zur Korrektor von Abbildungsfehlern verfahren werden kénnen. Zusétzlich besteht die Méglichkeit, die Emissi-
onswellenldnge des als Lichtquelle verwendeten Lasers zur Abbildungskorrektur zu verandern. Bei dem Verfahren wird
zunachst gemessen, wie sich bestimmte Abbildungsfehler verédndern, wenn jeweils eine der beiden Linsen oder Lin-
sengruppen um einen bestimmten Betrag verfahren wird. Entsprechendes gilt auch fur die Emissionswellenldnge. An-
schliessend wird die Linse oder die Linsengruppe auf eine gewiinschte Position verfahren. Die EP-A-0 992 853 offenbart
jedoch nicht die Bestimmung der Abbildungsfehler einer beweglichen Linse oder Linsengruppe separat von den statio-
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naren linsengruppen.

[0011] Die Gesamtanderung der betreffenden Abbildungsfehler ergibt sich dann durch additive Uberlagerung der
Einzelbeitrage. Fir drei gemessene Abbildungsfehler Ialt sich dann durch Lésen eines Gleichungssystems ermitteln,
wie die beiden Linsen oder Linsengruppen verfahren und die Wellenldnge veréndert werden muf3, um eine mdéglichst
gute Korrektur zu erhalten.

[0012] Es ist daher eine erste Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zur Optimierung der Abbildungsei-
genschaften von mindestens zwei optischen Elementen, bei dem mindestens eines der optischen Elemente relativ zu
mindestens einem stationdren optischen Element bewegt wird, anzugeben, mit dem der Gesamtabbildungsfehler der
mindestens zwei optischen Elemente mit vergleichsweise geringem Aufwand gezielt reduziert werden kann.

[0013] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaft geldst durch ein Verfahren mit folgenden Verfahrensschritten:

a) Messen des sich aus dem Abbildungsfehler des beweglichen optischen Elements und dem Abbildungsfehler des
stationdren optischen Elements zusammensetzenden Gesamtabbildungsfehlers aller optischen Elemente, wobei
alle optischen Elemente von MeRlicht durchtreten werden;

b) Darstellen des gemessenen Gesamtabbildungsfehlers als Linearkombination der Basisfunktionen eines ortho-
gonalen Funktionensatzes;

c) Bewegen des beweglichen optischen Elements relativ zum stationdren optischen Element in eine neue MeRpo-
sition;

d) erneutes Messen des sich aus dem Abbildungsfehler des beweglichen Elements und dem Abbildungsfehler des
stationdren optischen Elements zusammensetzenden neuen Gesamtabbildungsfehlers aller optischen Elemente,
wobei alle optischen Elemente von MeRlicht durchtreten werden;

e) Darstellen des neuen Gesamtabbildungsfehlers als Linearkombination der Basisfunktionen eines orthogonalen
Funktionensatzes;

f) Berechnen des Abbildungsfehlers des beweglichen optischen Elements und des Abbildungsfehlers des stationéren
optischen Elements unter Verwendung der in den Schritten b und e gewonnenen Darstellungen;

g) Berechnen einer Zielposition des beweglichen optischen Elements aus dessen Abbildungsfehler und dem Ab-
bildungsfehler des stationdren optischen Elements, in welcher der Gesamtabbildungsfehler minimiert ist;

h) Bewegen des beweglichen optischen Elements in die Zielposition.

[0014] Das erfindungsgemafe Verfahren ermittelt zunachst in situ die Abbildungsfehlerbeitrdge des beweglichen und
des stationaren optischen Elements. Dabei wird die Tatsache ausgenutzt, dalk bei Darstellung des Gesamtabbildungs-
fehlers als Linearkombination der Basisfunktionen eines orthogonalen Funktionensatzes sich der Gesamtabbildungs-
fehler des beweglichen und des stationdren optischen Elements sowohl vor als auch nach der Bewegung des beweglichen
optischen Elements wohldefiniert aus den Einzelbeitrdgen der Abbildungsfehler des beweglichen und des stationaren
optischen Elements zusammensetzt. Daher kann aus zwei Messungen des Gesamtabbildungsfehlers, ndmlich vor und
nach einer Bewegung des beweglichen optischen Elements auf die gesonderten Abbildungsfehler des beweglichen und
des stationdren optischen Elements riickgeschlossen werden. Die so ermittelten gesonderten Abbildungsfehler kénnen
dann zur Berechnung einer Zielposition herangezogen werden, d. h. einer Stellung des beweglichen optischen Elements
gegentuber dem stationaren optischen Element, in der der Gesamtabbildungsfehler der optischen Elemente minimiert ist.
[0015] Mit diesem Verfahren wird die Positionskonfiguration mit dem geringsten Gesamtabbildungsfehler bzw. mit
einem unterhalb einer Spezifikation liegenden Gesamtabbildungsfehler deterministisch erreicht, wobei keine extern
bestimmten Abbildungsgrofien, sondern ausschlielich in situ gemessene Gréen verwendet werden. Das Verfahren
laRkt sich daher automatisieren. Da das Verfahren im Prinzip mit zwei Mef3schritten auskommt, &Rt es sich relativ rasch
durchfiihren und kdnnte prinzipiell auch dazu eingesetzt werden, wechselnden Abbildungseigenschaften der optischen
Elemente Rechnung zu tragen. In diesem Fall wirde das Verfahren von Zeit zu Zeit wiederholt.

[0016] Das mindestens eine bewegliche optische Element kann um die optische Achse verdrehbar sein. Durch Ver-
drehung optischer Elemente lassen sich nicht rotationssymmetrische Bildfehler von gegeneinander beweglichen opti-
schen Elementen gegenseitig kompensieren. Prinzipiell lassen sich die erfindungsgemaRen Verfahren auch zur Korrektur
von Abbildungseigenschaften mittels anderer Bewegungsfreiheitsgrade der beweglichen optischen Elemente einsetzen.
[0017] Zur Messung des Gesamtabbildungsfehlers kdnnen Luftbilddaten herangezogen werden. Derartige, auf einer
Intensitdtsmessung im Bereich der Bildebene der optischen Elemente oder einer hierzu konjugierten Ebene beruhende
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Daten kénnen relativ einfach erhoben werden.

[0018] Eine genaue Beschreibung des Gesamtabbildungsfehlers ist dann mdglich, wenn zur Messung des Gesamt-
abbildungsfehlers die Wellenfrontdaten eines Abbildungsbiindels nach dem Projektionsobjektiv gemessen werden. Eine
derartige genaue Beschreibung des Gesamtabbildungsfehlers gewahrleistet eine eindeutige Zuordnung einzelner Feh-
lerbeitrage, die in vielen Fallen die Voraussetzung fiir eine Minimierung des Gesamtabbildungsfehlers im Rahmen des
Optimierungsverfahrens darstellt.

[0019] Die Luftbilddaten kdnnen bei verschiedenen Beleuchtungssettings gemessen werden. Luftbildmessungen sind
mit relativ geringem Aufwand durchfiihrbar, liefern in der Regel jedoch nur in Bezug auf die azimutale Variation des
Gesamtabbildungsfehlers eine eindeutige Information. Wird ein Uber eine Luftbildmessung erhobener Gesamtabbil-
dungsfehler mittels einer Linearkombination von orthogonalen Funktionen angepalt, ergibt sich das Problem, daR sich
die radialen Variationen des Gesamtabbildungsfehlers nicht eindeutig anpassen lassen, da hierfiir die Genauigkeit der
Luftbildmessungen im Regelfall nicht ausreicht. Werden Luftbilddaten bei verschiedenen Beleuchtungssettings erhoben,
lassen sich auch uber Luftbildmessungen Wellenfrontdaten gewinnen, die zur Zuordnung einzelner Fehlerbeitrdge aus-
reichend genau sind. Damit kann auf die Durchfiihrung aufwendigerer MeRRverfahren, insbesondere interferometrischer
Messungen, zur Bestimmung der Wellenfrontdaten verzichtet werden.

[0020] Als orthogonaler Funktionensatz kdnnen Zernikefunktionen gewahlt werden. Zernikefunktionen werden stan-
dardmaRig zur Beschreibung typischer Abbildungsfehler, z. B. der Seidelschen Aberrationen, herangezogen. Den Zer-
nikekoeffizienten kann oftmals direkt ein bestimmter Abbildungsfehler zugeordnet werden, weswegen eine Zerlegung
nach Zernikefunktionen einen direkt lesbaren Aussagegehalt hinsichtlich der Abbildungseigenschaften optischer Ele-
mente liefert. Natirlich sind die erfindungsgemafRen Verfahren auch durch Zerlegung in andere orthogonale Funktio-
nensatze wie z.B. Legendre-Polynome durchfiihrbar.

[0021] Ausflhrungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der Zeichnung naher erldutert; es zeigen:

Figur 1 schematisch eine Projektionsbelichtungsanlage der Mikrolithographie mit einem erfindungsgemafn optimier-
baren Projektionsobjektiv in Seitenansicht;

Figur2  ein Ablaufschema zur Optimierung des Projektionsobjektivs von Figur 1;

Figur 3  in Seitenansicht vier schematisch dargestellte Relativpositionen von optischen Elementen eines alternativen
Projektionsobjektivs;

Figur 4  ein Ablaufschema zur Optimierung des Projektionsobjektivs von Figur 3;

Figur 5 eine alternative Projektionsbelichtungsanlage;

Figur 6  schematisch ein alternatives, erfindungsgemaf optimierbares Projektionsobjektiv in Seitenansicht und
Figur 7  ein alternatives Ablaufschema zur Optimierung des Projektionsobjektivs von Fig. 6.

[0022] Eine in Figur 1 schematisch dargestellte und insgesamt mit dem Bezugszeichen 1 bezeichnete Projektions-
belichtungsanlage dient zur Ubertragung von auf einer Maske 2 befindlichen Strukturen auf einen Wafer (nicht darge-
stellt).

[0023] Die Projektionsbelichtungsanlage 1 weist als Lichtquelle einen UV-Laser 3, z. B. einen ArF-Laser oder einen
Fo-Laser, auf. Vom Laser 3 emittiertes Projektionslicht 4 durchtritt eine Beleuchtungsoptik 5 und beleuchtet die Maske
2. Die so beleuchteten Strukturen auf der Maske 2 werden von einem Projektionsobjektiv 6 auf den Wafer abgebildet.
[0024] Das Projektionsobjektiv 6 weist zwei relativ zueinander bewegliche optische Elemente 7, 8 auf. Die Relativbe-
wegung erfolgt dabei durch Verdrehung des in Figur 1 oberen optischen Elements 7 um die optische Achse des Pro-
jektionsobjektivs 6. Die in Figur 1 schematisch dargestellten optischen Elemente 7, 8 kdnnen Gruppen von optischen
Komponenten, z. B. von Linsen, oder auch einzelne optische Komponenten umfassen.

[0025] In der Zeichnung sind die relativ zueinander verdrehbaren optischen Elemente, z. B. die optischen Elemente
7, 8 des Projektionsobjektivs 6 in Figur 1, mit einer parallel zur optischen Achse verlaufenden gestrichelten Umfangs-
markierung 10 versehen, die eine momentane Drehposition des jeweiligen optischen Elements verdeutlicht.

[0026] Die Verdrehung des optischen Elements 7 erfolgt durch Lésen der Befestigung des optischen Elements 7
innerhalb des Projektionsobjektivs 6 und manuelles Verdrehen. Anschlielend wird das optische Element 7 wieder im
Projektionsobjektiv 6 befestigt.

[0027] In der schematischen Darstellung der Figur 1 steht das optische Element 8 fir alle optischen Elemente, die
zum Abbildungsfehler des Projektionsobjektivs 6 beitragen und stationar sind, also bei einer Verdrehung des optischen
Elements 7 nicht bewegt werden.
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[0028] Im BereichderBildebene des Projektionsobjektivs 6 ist senkrecht zur optischen Achse von diesem verschiebbar
(vgl. Doppelpfeil 11) eine LuftbildmeReinrichtung 12 vorgesehen. Dieser milt die Intensitat des Projektionslichts 4 im
Bereich der Bildebene des Projektionsobjektivs 6. Die Intensitdtsmessung kann, wie in Fig. 1 angedeutet, direkt im
Bereich der Bildebene oder Uber eine Zwischenabbildung der Bildebene erfolgen.

[0029] Uber eine Datenleitung 13 steht die LuftbildmeReinrichtung 12 mit einem Rechner 14 in Verbindung. Die Luft-
bildmefeinrichtung 12 und der Rechner 14 bilden gemeinsam eine Optimierungseinrichtung zur Optimierung der Ab-
bildungseigenschaften des Projektionsobjektivs 6. Diese kann fester Bestandteil der Projektionsbelichtungsanlage 1
sein. Alternativ ist es moglich, dal die gesamte Optimierungseinrichtung oder Teile hiervon bedarfsweise mit dem
Projektionsobjektiv verbunden werden, wahrend des Projektionsbetriebs der Projektionsbelichtungsanlage 1 aber von
dieser getrennt sind.

[0030] Ein Verfahren zur Optimierung der Abbildungseigenschaften des Projektionsobjektivs 6 wird nachfolgend an-
hand des Ablaufschemas von Figur 2 beschrieben.

[0031] Ausgehend von einer ersten Stellung des Projektionsobjektivs 6, bei der wie in Figur 1 die Umfangsmarkie-
rungen 10 der optischen Elemente 7, 8 miteinander fluchten und die nachfolgend als Ausgangsposition 18 bezeichnet
wird, wird in einem MeRschritt 19 mit Hilfe der Luftbildmefeinrichtung 12 die Wellenfront des Projektionslichts 4 gemes-
sen. Diese ist ein direktes MaB fiir den Gesamtabbildungsfehler des Projektionsobjektivs 6, der sich aus den Abbil-
dungsfehlern der optischen Elemente 7, 8 zusammensetzt.

[0032] Die von der Luftbildmeleinrichtung 12 aufgenommenen Mel3daten werden Uber die Datenleitung 13 an den
Rechner 14 Ubermittelt (vgl. Fig. 1).

[0033] Ineinem anschlieBenden Berechnungsschritt 20 wird der gemessene Gesamtabbildungsfehler als Linearkom-
bination der Basisfunktionen eines orthogonalen Funktionensatzes dargestellt. Als orthogonaler Funktionensatz dienen
die Skalar- und Vektor-Zernike-Funktionen Z in Abhangigkeit von den Feldkoordinaten in der Ebene, in der die Messung
durch die LuftbildmeReinrichtung 12 erfolgt.

[0034] Beispielhaft wird nachfolgend die Zerlegung des skalaren Bildfehleranteils V des Gesamtabbildungsfehlers in
Skalar-Zernike-Funktionen angegeben:

i .
Vir, @) = ¢ b'i) (i) (r, &)

n=1

[0035] Hierbei sind die Z() die verschiedenen Skalar-Zernike-Funktionen und die b() die zugehérigen Koeffizienten,
die zur korrekten Beschreibung des gemessenen skalaren Bildfehlers V erforderlich sind. Die Koeffizienten b() werden
mit Hilfe gangiger mathematischer Variationsmethoden so bestimmt, da eine mdglichst gute Anpassung der Linear-
kombination der Zernike-Funktionen an die MeRdaten des Gesamtabbildungsfehlers erfolgt. Die gefundenen Koeffizi-
enten b() kénnen als Koeffizientenspektrum S aufgefalRt werden. Das gefundene Koeffizientenspektrum S in der Aus-
gangsstellung 18 wird nachfolgend mit Sy bezeichnet.

[0036] Prinzipiell lassen sich alle Abbildungsfehlertypen, die sich zum Gesamtabbildungsfehler tiberlagern, durch eine
derartige Linearkombination beschreiben, sofern nur ausreichend hohe Ordnungen i der skalaren bzw. vektoriellen
Zernike-Funktionen in die Linearkombinationen einbezogen werden. Beispiele fiir solche Abbildungsfehlertypen sind
die Bildschale, die mit skalaren Feldern beschrieben werden kann, sowie der Astigmatismus, die Koma und die Ver-
zeichnung, die mit vektoriellen Feldern beschrieben werden kdnnen.

[0037] Diegeradebeschriebenen Verfahrensschritte (MeRschritt 19, Berechnungsschritt 20) werden in analoger Weise
als MeRschritt 21 und Berechnungsschritt 22 bei einer neuen Position 23 der optischen Elemente 7, 8 des Projektions-
objektivs 6 durchgefiihrt. Die neue Position 23 ist ebenfalls in Figur 2 schematisch dargestellt. Hier ist das optische
Element 7 gegeniiber dem optischen Element 8 um einen Drehwinkel o,y derart verdreht, dalt die Umfangsmarkierung
10’ gegentiber der in der Ausgangsposition 18 fluchtenden Postition in Figur 2 nach rechts gertickt ist.

[0038] Die Zuordnung der Positionen 18 bzw. 23 des Projektionsobjektivs 6 zu den Verfahrensschritten 19, 20 bzw.
21, 22 ist in Fig. 2 durch strichpunktierte Linien angedeutet.

[0039] Fur die neue Position 23 ergibt sich als Ergebnis des Berechnungsschritts 22 ein Koeffizientenspektrum S;,
welches die Linearkombination der Zernike-Funktionen zur Beschreibung des Gesamtabbildungsfehlers in der neuen
Position 23 reprasentiert.

[0040] Wenn nach dem Berechnungsschritt 22 die Linearkombinationen der Zernike-Funktionen zur Angabe der Ge-
samtabbildungsfehler des Projektionsobjektivs 6 in der Ausgangsposition 18 und der neuen Position 23 vorliegen, erfolgt
in einem Analyseschritt 24 die Berechnung der einzelnen Abbildungsfehler der optischen Elemente 7 und 8.

[0041] Hierzu wird ausgenutzt, daf} sich aufgrund der Orthogonalitat der Zernike-Funktionen folgende Beziehungen
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aufstellen lassen:

OE2

sowie:

+ S

§; = Tloy) Sppg OE2

1

[0042] Hierbeistehen S und S, fir die Koeffizientenspektren, die die einzelnen Abbildungsfehler der optischen
Elemente 7 (Element eins, E1) und 8 (Element zwei, E2) beschreiben. T(o4) bezeichnet die Drehmatrix, die aufgrund
der Verdrehung des optischen Elements 7 um den Drehwinkel o4 auf dessen Koeffizientenspektrum Syg4 anzuwenden
ist, um in den stationdren Raumkoordinaten das Koeffizientenspektrum des gedrehten optischen Elements 7 zu be-
schreiben.

[0043] Aus den beiden letzten oben angegebenen Gleichungen lassen sich direkt die Koeffizientenspektren der op-
tischen Elemente 7 und 8 berechnen:

[0044] Hierbei steht E fir die Einheitsmatrix. Durch Einsetzen der ermittelten Koeffizientenspektren in die Linearkom-
bination der Zernike-Funktionen ergeben sich die Abbildungsfehler der einzelnen optischen Elemente 7, 8.

[0045] Ineinem an den Analyseschritt 24 anschlieBenden Berechnungsschritt 25 wird eine Zielposition des optischen
Elements 7 berechnet, in welcher der Gesamtabbildungsfehler des Projektionsobjektivs 6 optimiert ist.

[0046] Hierbei wird in Abhangigkeit vom Drehwinkel oc des optischen Elements 7 das Gesamt-Koeffizientenspektrum

S = T(a) S

Ges + 8

OEl OE2

gesucht, fir das der RMS-Wert des Gesamtabbildungsfehlers oder alternativ der maximale Betrag des Gesamtabbil-
dungsfehlers im Feld minimiert sind. Als Optimierungsgréfie kommt auch eine Kombination des RMS-Werts und des
maximalen Betrags des Gesamtabbildungsfehlers in Frage.

[0047] Allgemein kann zur Bestimmung eines Parameters (hier des Drehwinkels o), fiir den ein Koeffizientenspekirum
mit optimiertem Gesamtabbildungsfehler resultiert, jede Funktion eingesetzt werden, die das diesem Parameter ent-
sprechende Koeffizientenspektrum enthalt und die Qualitat der Abbildung reprasentiert. Eine derartige Funktion wird
nachfolgend Meritfunktion genannt. Das Ergebnis der Meritfunktion ist in der Regel ein Skalar, der zur Optimierung
minimiert wird.

[0048] Das Gesamt-Koeffizientenspektrum wird durch Anderung des Drehwinkels o. mittels bekannter mathematischer
Methoden so lange variiert, bis ein Ziel-Drehwinkel o; gefunden ist, fiir den das Gesamt-Koeffizientenspektrum Sggg
mit optimiertem Gesamtabbildungsfehler resultiert.

[0049] Derim Rechner 14 berechnete Ziel-Drehwinkel o, wird dann ausgegeben.

[0050] In einem abschlieRenden Steuer- bzw. Bewegungsschritt 26 wird das optische Element 7 gegenliber dem
optischen Element 8 manuell um den Ziel-Drehwinkel o, verdreht. Der Gesamtabbildungsfehler des Projektionsobjektivs
6 ist dann optimiert.

[0051] Nachfolgend werden weitere Varianten von Projektionsbelichtungsanlagen bzw. Projektionsobjektiven und von
Verfahren zu deren Optimierung beschrieben. Komponenten bzw. Verfahrensschritte, die solchen entsprechen, die
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oben schon erlautert wurden, tragen um jeweils 100 erhdhte Bezugszeichen und werden nicht nochmals im einzelnen
diskutiert.

[0052] Ein alternatives Projektionsobjektiv 106 (vgl. Fig. 3) weistinsgesamt drei um seine optische Achse verdrehbare
optische Elemente 130, 131, 132 und ein stationdres optisches Element 133 auf. Die optischen Elemente 130 bis 133
tragen analog zum ersten beschriebenen Ausfiihrungsbeispiel Umfangsmarkierungen 10’ bis 10””.

[0053] Ein Verfahren zur Optimierung des Gesamtabbildungsfehlers des Projektionsobjektivs 106 wird nachfolgend
anhand der Figur 4 beschrieben:

[0054] In einem Initialisierungsschritt 140 erfolgt hierbei zunachst die Vorgabe, welcher Teil des Projektionsobjektivs
106 zuerst bewegt werden soll. Das Projektionsobjektiv 106 wird hierzu in einen ersten, einheitlich zu bewegenden Teil
und einen zweiten stationaren Teil unterteilt. Hierzu kann mittels einer von einem Zufallsgenerator erzeugten Zufalls-
funktion eine einzelne Antriebseinrichtung 134, 135, 136 oder eine Kombination von diesen vorgegeben werden. Die
im Initialisierungsschritt 140 bestimmte Unterteilung wird in ein Ausgabesignal umgesetzt, welches dem Benutzer im
weiteren Verfahren ermdglicht, die optischen Elemente 130 bis 132 des Projektionsobjektivs 106 geman der im Initia-
lisierungsschritt 140 bestimmten Unterteilung zu bewegen.

[0055] Welcher Teil des Projektionsobjektivs 106 zunachst bewegt wird, ist fiir das weitere Verfahren nicht von Be-
deutung; diese Auswahl kann daher auch fest vorgegeben sein (z. B. zunachst Verdrehung des in Figur 3 obersten
optischen Elements 130).

[0056] In einem MeRschritt 141 wird mit einer LuftbildmeReinrichtung (vgl. LuftbildmeReinrichtung 12 der Ausfiihrung
gem. Fig. 1) der Gesamtabbildungsfehler aller optischen Elemente in der Ausgangsposition des Projektionsobjektivs
106 gemessen. Dies erfolgt in analoger Weise, wie dies im Zusammenhang mit den Figuren 1 und 2 (MeRschritte 19
bzw. 21) beschrieben wurde.

[0057] Ineinem Berechnungsschritt 142 wird ein Koeffizientenspektrum Sy anhand des im Mef3schritt 141 gemessenen
Bildfehlers ermittelt. Dies geschieht analog wie im Zusammenhang mit dem Optimierungsverfahren nach Figur 2 (Be-
rechnungsschritt 20 bzw. 22) beschrieben.

[0058] In einem Bewegungsschritt 143 erfolgt anschlieRend die Verdrehung des im Initialisierungsschritt 140 vorge-
gebenen zu bewegenden Teils um einen Drewinkel a,. Die optischen Elemente 130 bis 133 des Projektionsobjektivs
106 befinden sich dann in einer neuen MeRposition.

[0059] In einem weiteren MeRschritt 144 wird der Gesamtabbildungsfehler des Projektionsobjektivs 106 in der neuen
Melposition erneut gemessen.

[0060] Auch der im Mefschritt 144 bestimmte Bildfehler wird in einem nachfolgenden Berechnungsschritt 145 in ein
Koeffizientenspektrum S; umgesetzt.

[0061] In einem Analyseschritt 146 erfolgt anschlieffend eine Berechnung der Abbildungsfehler des bewegten Teils
und des stationaren Teils des Projektionsobjektivs 106.

Dies erfolgt in analoger Weise, wie bereits im Zusammenhang mit der Figur 2 (Analyseschritt 24) beschrieben. Der
bewegte Teil des Projektionsobjektivs 106 entspricht dabei dem optischen Element 7 in Figur 2 und der stationare Teil
des Projektionsobjektivs 106 dem optischen Element 8. Statt den Koeffizientenspektren Sqgg4 und Sgg, der optischen
Elemente 7 und 8 beim Verfahren nach Figur 2 ergeben sich beim Verfahren nach Figur 4 Koeffizientenspektren Sgt
flr den bewegten Teil sowie Sqy fur den stationéren Teil des Projektionsobjektivs 106.

[0062] In analoger Weise wie beim Berechnungsschritt 25 des Verfahrens nach Figur 2 wird in einem Berechnungs-
schritt 147 mit Hilfe einer Meritfunktion ein Ziel-Drehwinkel o.; berechnet, um den der bewegte Teil des Projektionsob-
jektivs 106 zu verdrehen ist, damit der Bildfehler des Projektionsobjektivs 106 gemafR der Meritfunktion minimiert ist.
Ergebnis des Berechnungsschritts 147 ist eine Zielposition des Projektionsobjektivs 106 sowie das Gesamtkoeffizien-
tenspektrum des berechneten Gesamtabbildungsfehlers in der Zielposition. Die Zielposition wird zu diesem Zeitpunkt
noch nicht real eingestellt sondern liegt als fiktives Berechnungsergebnis vor.

[0063] Bis auf den anfanglichen Initialisierungsschritt 140 entsprechen also die Verfahrensschritte 141 bis 147 des
Optimierungsverfahrens nach Figur 4 den Verfahrensschritten 19 bis 22 sowie 24 und 25 des Optimierungsverfahrens
nach Figur 2. Zusatzlich ist beim Verfahren nach Figur 4 noch der Bewegungsschritt 143 explizit angegeben, der beim
Verfahren nach Figur 2 dem Unterschied zwischen der Ausgangsposition 18 und der neuen MeRposition 23 entspricht.
[0064] In einem Vergleichsschritt 150 wird der im Berechnungsschritt 147 berechnete Gesamtabbildungsfehler mit
einem Vorgabewert (Ziel) verglichen, der in einem Speicher abgelegt ist.

[0065] Wenn der Vergleichsschritt 150 ergibt, dal der Gesamtabbildungsfehler kleiner ist als der Vorgabewert, erfolgt
in einem Bewegungsschritt 148 eine entsprechende Bewegung, so dall der bewegte Teil des Projektionsobjektivs 106
in die Zielposition gebracht wird.

[0066] In der im Bewegungsschritt 148 eingestellten Zielposition des Projektionsobjektivs 106 wird erneut mit dem
Wellenfrontsensor der Gesamtabbildungsfehler des Projektionsobjektivs 106 gemessen. Dies erfolgtin einem MeRschritt
149.

[0067] In einem weiteren Vergleichsschritt 151 wird der im MeRschritt 149 gemessene Gesamtabbildungsfehler mit
dem Vorgabewert (Ziel) verglichen. Durch diese MeRBwertpriifung wird sichergestellt, daR auch tatsachlich die Zielvorgabe
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eingehalten wird. Abweichungen zwischen dem berechneten und dem gemessenen Gesamtabbildungsfehler kdnnen
sich z. B. durch EinfluRgréRen ergeben, die bei der Berechnung des Gesamtabbildungsfehlers nur gendhert oder gar
nicht berlcksichtigt wurden.

[0068] Wenn der Vergleichsschritt 151 ergibt, dafl auch der gemessene Gesamtabbildungsfehler kleiner ist als der
Vorgabewert, wird der im MeRschritt 149 gemessene Gesamtabbildungsfehler nach dem Vergleichsschritt 151 in einem
Ausgabeschritt 152 ausgegeben. Das Optimierungsverfahren ist in diesem Fall beendet.

[0069] Ergibt der Vergleich im Vergleichsschritt 150 oder im Vergleichsschritt 151, dal der im Berechnungsschritt
147 berechnete oder der im MefRschritt 149 ermittelte Gesamtabbildungsfehler gréRer ist als der Vorgabewert, wird in
einem weiteren Vergleichsschritt 153 bestimmt, ob noch Teile des Projektionsobjektivs 106 vorliegen, die noch in relativ
noch nicht zueinander bewegte Teile unterteilt werden kénnen. Dieser Vergleich erfolgt, indem die bisherige Bewegung
der optischen Elemente 130 bis 132 des Projektionsobjektivs 106, die im Bewegungsschritt 143 initiiert wurde, mit den
prinzipiellen Bewegungsmoéglichkeiten der optischen Elemente 130 bis 132 des Projektionsobjektivs 106 verglichen
wird. Dies geschieht durch Auswertung entsprechender Bewegungsdaten, die durch den Benutzer im Zuge der bis dahin
erfolgten manuellen Verdrehung der Elemente 130 bis 132 in ein nicht dargestelltes Eingabeterminal des Rechners 14
eingegeben und als Vergleichswerte herangezogen werden.

[0070] Das vier gegeneinander bewegliche optische Elemente 130-133 umfassende Projektionsobjektiv 106 1aRt sich
nach einer ersten Bewegung eines beweglichen Teils gegeniiber einem stationaren Teil nattrlich noch in weitere ge-
geneinander bewegliche Teile zerlegen (vgl. hierzu Fig. 3). Wird beispielsweise beim Bewegungsschritt 143 das optische
Element 130 allein verdreht, liegt noch ein stationarer Teil des Projektionsobjektivs 106 mit den optischen Elementen
130 bis 133 vor. Dieser Teil 18Rt sich z. B. unterteilen in einen beweglichen Teil mit dem optischen Element 131, der
gegeniber einem stationdren Teil mit den optischen Elementen 132, 133 bewegt wird.

[0071] Nach einem nur einmal durchlaufenen Bewegungsschritt 143 liegen daher beim Projektionsobjektiv 106 noch
mehrere mdgliche weitere Unterteilungsmoglichkeiten in einen nachsten zu bewegenden Teil und in einen nachsten
stationaren Teil vor.

[0072] Dieses Ergebnis des Vergleichsschritts 153 flihrt daher zu einem Bestimmungsschritt 154, bei dem anhand
der friiheren Drehvorgé@nge bestimmt wird, ob es mehrere Mdglichkeiten gibt, die bereits gegeneinander verdrehten
Teile des Projektionsobjektivs 1 weiter in gegeneinander zu verdrehende Teile zu unterteilen. Dies ist z. B. dann der
Fall, wenn beim ersten Bewegungsschritt 143 die optischen Elemente 130, 131 gegentiber den stationar verbleibenden
optischen Elementen 132, 133 gemeinsam um einen Drehwinkel o verdreht werden. In diesem Fall liegt ein bewegter
Teil des Projektionsobjektivs 106 vor, der die optischen Elemente 130, 131 umfat und somit nochmals unterteilt werden
kann, da die optischen Elemente 130, 131 ihrerseits gegeneinander beweglich sind. Auflerdem liegt der zunachst
stationare Teil mit den optischen Elementen 132, 133 vor, der ebenfalls nochmals unterteilbar ist, da das optische
Element 132 gegen das optische Element 133 verdrehbar ist.

[0073] Ineinem solchen Fall mit mehreren Méglichkeiten der weiteren Unterteilung wird anhand des Ergebnisses des
Analyseschritts 146 im Bestimmungsschritt 154 derjenige noch unterteilbare Teil bestimmt, dessen Abbildungsfehler
den grofiten Beitrag zum Gesamtabbildungsfehler, der im Mefschritt 149 bestimmt wurde, liefert.

[0074] In einem Unterteilungsschritt 155 wird die im Bestimmungsschritt 154 bestimmte Unterteilung in ein Ausgabe-
signal umgesetzt. Dieses ermdglicht dem Benutzer im weiteren Verfahren, die optischen Elemente 130 bis 132 des
Projektionsobjektivs 106 gemaf der im Bestimmungsschritt 154 bestimmten Unterteilung zu bewegen.

[0075] Das Verfahren wird daher beim Bewegungsschritt 143 wieder aufgenommen. In der Folge werden die Verfah-
rensschritte 143 bis 147, 150, wie oben beschrieben, erneut durchlaufen, wobei beim Bewegungsschritt 143 die Bewe-
gung des zu bewegenden Teils des Projektionsobjektivs 106 gemaf der im Bestimmungsschritt 154 vorgegebenen und
im Unterteilungsschritt 155 umgesetzten Unterteilung erfolgt.

[0076] Das Berechnen der Zielposition des Projektionsobjektivs 106 (Berechnungsschritt 147) ist beim zweiten Durch-
lauf des Verfahrens nicht mehr nur auf die Bestimmung eines Ziel-Drehwinkels, sondern auf die Bestimmung zweier
Ziel-Drehwinkel gerichtet, da bei diesem zweiten Durchlauf schon insgesamt drei gegeneinander bewegte Teile innerhalb
des Projektionsobjektivs 106 vorliegen, deren Positionen tiber zwei Drehwinkel eindeutig definiert sind.

[0077] Grundsatzlich ist es bei einer alternativen Variante des Optimierungsverfahrens mdéglich, den Vergleichsschritt
150 auszulassen und nach jeder Analyse im Analyseschritt 146 und nachfolgenden Berechnung der Zielposition im
Berechnungsschritt 147 eine reale Verdrehung des Projektionsobjektivs 106 in die zuletzt berechnete Zielposition und
eine Messung des in dieser Positionskonfiguration vorliegenden Gesamtabbildungsfehlers vorzunehmen. Ein derartiges
Verfahren ist jedoch in der Regel aufwendiger als die oben beschriebene Variante, in der ein Bewegen des Projektions-
objektivs in die Zielposition erst dann erfolgt, wenn der berechnete Gesamtabbildungsfehler kleiner ist als der Vorga-
bewert.

[0078] Eine Mdglichkeit zur Bestimmung der Zielposition gemal dem Berechnungsschritt 147 basiert auf Prinzipien
der statistischen Mechanik. Dieses Berechnungsverfahren stiitzt sich auf die Beobachtung, dal® ein physikalisches
Vielteilchensystem im thermischen Gleichgewicht ein Minimum der freien Energie einnimmt. Die Suche nach dem glo-
balen Minimum einer Meritfunktion (nachfolgend abgekiirzt MF), welche von einer Mehrzahl von Parametern, d. h. den
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Drehwinkeln der verschiedenen mdéglichen Drehungen der zueinander beweglichen optischen Elemente 130 bis 133
zueinander, abhangt, wird analog zur Suche nach dem globalen Minimum der freien Energie eines Vielteilchensystems
behandelt. Beispiele weiterer méglicher Berechnungsverfahren sind bekannte genetische Algorithmen und Evolutions-
strategien. Diese Berechnungsverfahren sind dem Fachmann bekannt und sind z.B. in folgenden Verdffentlichungen
beschrieben: Press, Teukolsky, Vetterling, Flannery, "Numerical Recipes in C - The art of scientific computing”, second
edition, Cambridge University Press, 1992; E.L. Lawler et al. (Hrsg.), "The traveling salesman problem. A guided tour
of combinatorial optimization”, Wiley Chichester 1985; M. Jliinger, G. Reinelt, G. Rinaldini, "The traveling salesman
problem" in "Annotated bibliographies in combinatorial optimization”, Mauro Dell’Amico (Hrsg.), Wiley Chichester, 199,
1997; D. Applegate et al., "On the solution of traveling salesman problems" in Documenta Mathematica, Extra Volume,
Proceedings of the ICM 98, 645, 1998; R.E. Burkard, "Well solvable special cases of the traveling salesman problem:
A survey" in SIAM Review, Vol. 40, 496, 1998; Tagungsberichte zu "The Seventh International Conference on Genetic
Algorithms", July 19-23, 1997, Michigan State University, East Lansing, Michigan.

[0079] Die Bestimmung der Zielposition wird durchgefiihrt, indem bestimmte Positionskonfigurationen des Projekti-
onsobjektivs fiktiv, d.h. ohne daR diese Positionskonfigurationen tatsachlich real angefahren werden, vorgegeben werden
und die diesen Positionskonfigurationen jeweils zugehorige Meritfunktion ausgewertet wird. Diese Auswertung ist, wie
oben erlautert, méglich, da die Einzelbeitrage der gegeneinander fiktiv verdrehten optischen Elemente des Projektions-
objektivs bekannt sind. Abhangig von der Berechnung wird entschieden, ob eine neue Positionskonfiguration, die durch
Fiktivdrehung mindestens eines optischen Elements um mindestens einen vorgegebenen Drehwinkel erreicht wurde,
als neue bessere Positionskonfiguration, mit der die Berechnung fortgesetzt wird, akzeptiert wird, oder ob die Berechnung
mit der alten Positionskonfiguration fortgefiihrt wird.

[0080] Das Verfahren zur Berechnung einer Zielposition des oder der bewegten Teile des Projektionsobjektivs 106
erlaubt ein rasches Auffinden einer Zielposition, ohne daf’ dabei alle méglichen Positionsvarianten des oder der bewegten
Teile angefahren werden missen. Das Berechnungsverfahren kann so ausgelegt werden, daf} es die Gewahr bietet,
dafd ein schon erreichtes Minimum des Gesamtabbildungsfehlers wieder verlassen wird und da® Nebenminima, d. h.
Positionsbereiche, in denen der Gesamtabbildungsfehler verringertist, jedoch noch von einem globalen Minimum entfernt
ist, auch wieder verlassen werden kdnnen.

[0081] Alternativ zu den vorstehend diskutierten statistischen Berechnungsverfahren ist es zur Bestimmung einer
Zielposition nattirlich mdglich, alle méglichen Positionskonfigurationen, die das Projektionsobjektiv 106 einnehmen kann,
gezielt rechnerisch zu untersuchen, um auf diese Weise die optimale Positionskonfiguration des oder der bewegten
Teile des Projektionsobjektivs 106 zu ermitteln. Ein derartiges Vorgeben aller mdglichen Positionskombinationen des
oder der bewegten Teile des Projektionsobjektivs 106 eignet sich dann, wenn die Anzahl des oder der bewegten Teile
noch gering ist.

[0082] Eine mdgliche Sequenz von Unterteilungen des Projektionsobjektivs 106 nach dem Verfahren von Figur 4 zeigt
Figur 3. In Fig. 3a befinden sich die optischen Elemente 130 bis 133 des Projektionsobjektivs 106 in der Ausgangsposition.
Hier fluchten alle Umfangsmarkierungen 10’ bis 10"

[0083] Im Initialisierungsschritt 140 wird das Projektionsobjektiv 106 in einen ersten zu bewegenden Teil, ndmlich das
optische Element 130, und in einen zweiten stationaren Teil, ndmlich die optischen Elemente 131 bis 133 unterteilt. Fir
das optische Element 130 ergibt sich dann nach Durchlaufen der Verfahrensschritte 141 bis 147 von Fig. 4 die berechnete
Zielposition, die in Figur 3b gezeigt ist. Die Umfangsmarkierung 10’ des optischen Elements 130 ist dabei in Figur 3b
ein Stlick weit nach rechts gertckt.

[0084] Diese Zielposition wird nicht real angefahren. Vielmehr werden im Rahmen des Verfahrens nach Fig. 4 erst
die Vergleichsschritte 150 und ggf. 151 durchgefihrt. Im Rahmen der Beschreibung der Fig. 3 wird davon ausgegangen,
daf sich bei diesen Vergleichsschritten zu den Figuren 3a bis 3c ergeben hat, dal3 der Gesamtabbildungsfehler in der
Zielposition groRer ist als der Vorgabewert.

[0085] Im daher erforderlichen anschlielenden Unterteilungsschritt 155 wird der noch unterteilbare Teil des Projek-
tionsobjektivs 106, ndmlich die bislang noch nicht relativ zueinander bewegten optischen Elemente 131 bis 133, wiederum
in einen ersten zu bewegenden Teil, namlich das optische Element 131 und in einen zweiten stationaren Teil, ndmlich
die optischen Elemente 132, 133, unterteilt.

[0086] Nach Durchlaufen der Verfahrensschritte 143 bis 147 ergibt sich fiir die optischen Elemente des Projektions-
objektivs 106 eine neue berechnete Zielposition, die in Figur 3c dargestellt ist. Hier sind die optischen Elemente 130
und 131 aus der in Figur 3a gezeigten Ausgangsposition herausgedreht. Das optische Element 130 hat in der neuen
Zielposition (vgl. Fig. 3c) eine andere Position inne als in der Ausgangsposition (vgl. Fig. 3a) und in der Positionskonfi-
guration, bei der das optische Element 130 alleine zur Verdrehung optimiert wurde (vgl. Fig. 3b). Dies ergibt sich aufgrund
des in Fig. 3c neu hinzugekommenen Freiheitsgrades, namlich der Verdrehbarkeit des optischen Elements 131.
[0087] Im Anschluf® an den zum zweiten Mal durchlaufenen Unterteilungsschritt 155 wird der noch verbleibende
unterteilbare Teil des Projektionsobjektivs 106, namlich die optischen Elemente 132 und 133 (vgl. Figur 3c), in einen
ersten zu bewegenden Teil, ndmlich das optische Element 132, und einen zweiten stationaren Teil, ndmlich das optische
Element 133 aufgeteilt. AnschlieBend werden wiederum die Verfahrensschritte 143 bis 147 durchlaufen. Es ergibt sich
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eine berechnete Zielposition, die in Figur 3d dargestellt ist. Analog zu dem in Zusammenhang mit Figur 3c Ausgefiihrten
gilt auch hier, dal die Positionen der optischen Elemente 130, 131 nicht mit ihrer friheren Positionen (vgl. Figur 3c)
Ubereinstimmen mussen. Dies kann sich jedoch zuféllig ergeben, wie in Figur 3 dargestellt.

[0088] Bei der Berechnung der Zielposition der Figur 3d liegen drei unabhangig voneinander verdrehbare optische
Elemente 130, 131, 132 vor. Wenn jedes dieser optischen Elemente 130 bis 132 mit einer Positionsschrittweite von 1°
eingestellt werden kann, gibt es fir jedes der optischen Elemente 130 bis 132 360 mdgliche Positionen; insgesamt
liegen 3604, d. h. mehr als 1,6 x 1010 mdgliche Positionskombinationen flir das Projektionsobjektiv 106 vor. Dies ver-
deutlicht, dal3 es schon bei vier gegeneinander beweglichen optischen Elementen und einer Positionsschrittweite von
1° nicht mehr méglich ist, alle moglichen Positionskombinationen zum Auffinden des globalen Optimums physisch oder
rechnerisch anzusteuern. In diesem Fall fihrt eines der oben diskutierten statistischen Verfahren wesentlich schneller
zu einer Zielposition, in der der Gesamtabbildungsfehler im Rahmen der durch die zugelassenen Bewegungsfreiheits-
grade mdglichen Stellungen bis auf einen Wert in der Nahe des Optimalwerts reduziert ist.

[0089] Beim Verfahren nach Figur 4 erfolgt eine Unterteilung des Projektionsobjektivs 106 in einen oder mehrere zu
bewegende Teile und einen stationéren Teil so lange, bis ein vorgegebener Gesamtabbildungsfehler unterschritten wird.
Alternativ ist es auch moglich, in jedem Fall, also ohne Vergleich mit einem Vorgabewert eines Gesamtabbildungsfehlers,
alle moglichen Unterteilungen des Projektionsobjektivs 106 durchzufiihren. In diesem Fall wird der Vergleichsschritt 150
Ubersprungen. Das Verfahren endet dann, wenn eine vollstandige Unterteilung des Projektionsobjektivs 106 in alle
optischen Elemente 130 bis 133 erfolgt ist und fiir diese vollstandige Unterteilung die Zielposition (Steuerschritt 148)
erreicht wurde. In dieser Zielposition wird dann der fir das gegebene System kleinste Wert des Gesamtabbildungsfehlers
erreicht.

[0090] Bei einer in der Fig. 5 dargestellten alternativen Ausfiihrung der Projektionsbelichtungsanlage, die mit 201
bezeichnet ist, erfolgt die Verdrehung des optischen Elements 207 durch einen Antrieb 209, z.B. durch einen Elektro-
motor.

[0091] Der den Gesamtabbildungsfehler des Projektionsobjektivs 206 auswertende Rechner 214 ist bei diesem Aus-
fuhrungsbeispiel Uber eine Signalleitung 215 mit einer Steuereinrichtung 216 verbunden, die tber eine Steuerleitung
217 den Antrieb 209 ansteuert. Bei diesem Ausflihrungsbeispiel bilden der Antrieb 209, die LuftbildmeReinrichtung 212,
der Rechner 214 und die Steuereinrichtung 216 gemeinsam eine Optimierungseinrichtung zur Optimierung der Abbil-
dungseigenschaften des Projektionsobjektivs 206.

[0092] Das Verfahren nach Fig. 2 ist beim Projektionsobjektiv 201 entsprechend anwendbar. Beim abschlieRenden
Bewegungsschritt 26 wird anstelle einer manuellen Verdrehung die Antriebseinrichtung 209 tber die Steuereinrichtung
216 so angesteuert, daR das optische Element 207 gegentiber dem optischen Element 208 um den Ziel-Drehwinkel o.,
verdreht ist.

[0093] BeieinerinFig. 6 dargestellten weiteren Variante eines Projektionsobjektivs, die insgesamt mit 306 bezeichnet
ist, sind die in Figur 6 obersten drei optischen Elemente 330 bis 332 mittels Antriebseinrichtungen 334, 335 und 336
um die optische Achse des Projektionsobjektivs 306 verdrehbar. Dazu sind die Antriebseinrichtungen 334 bis 336 Uber
Steuerleitungen 337, 338 und 339 mit einer Steuereinrichtung 316 verbunden. Uber eine Signalleitung 315 steht die
Steuereinrichtung 316 mit einem in Fig. 6 nicht dargestellten Rechner (vgl. hierzu die Optimierungseinrichtung nach Fig.
5) in Verbindung.

[0094] Beim Projektionsobjektiv nach Fig. 6 ist das Optimierungsverfahren nach Fig. 4 entsprechend anwendbar.
Dieses entsprechende Verfahren ist in Fig. 7 dargestellt und wird nachstehend nur dort beschrieben, wo es sich vom
Verfahren nach Fig. 7 unterscheidet. Die beim Verfahren nach Fig. 7 im Initialisierungsschritt 340 bestimmte Unterteilung
wird hierzu in ein Datensignal umgesetzt, welches der Steuereinrichtung 316 im weiteren Verfahren ermdéglicht, im
Bewegungsschritt 343 die optischen Elemente 330 bis 332 des Projektionsobjektivs 306 gemaf der im Initialisierungs-
schritt 340 bestimmten Unterteilung zu bewegen.

[0095] Im Bewegungsschritt 348 erfolgt anstelle einer manuellen Verdrehung eine entsprechende Ansteuerung der
Steuereinrichtung 316, so dafl der bewegte Teil des Projektionsobjektivs 306 in die Zielposition gebracht wird.

[0096] Der Vergleichsschritt 353 kann bei der Projektionsbelichtungsanlage mit dem Projektionsobjektiv 306 durch
Auslesen entsprechender, die Bewegungshistorie wiedergebender Bewegungsdaten erfolgen, welche in der Steuerein-
richtung 316 abgelegt wurden. Die im Bestimmungsschritt 354 bestimmte Unterteilung wird entsprechend in ein Daten-
signal umgesetzt, welches der Steuereinrichtung 316 im weiteren Verfahren erméglicht, im Bewegungsschritt 343 die
optischen Elemente 330 bis 332 des Projektionsobjektivs 306 gemaR der im Bestimmungsschritt 354 bestimmten Un-
terteilung zu bewegen.

[0097] Vorstehend wurde die fiir die verschiedenen Varianten des Optimierungsverfahrens erforderliche Messung
des Gesamtabbildungsfehlers anhand einer Luftbildmessung, d. h. einer positionsaufgeldsten Intensitatsmessung im
Bereich der Bildebene oder einer hierzu konjugierten Ebene des Projektionsobjektivs, realisiert.

[0098] Eine Messung des Gesamtabbildungsfehlers kann alternativ auch durch ein bekanntes interferometrisches
Verfahren erfolgen, welches Meflinformationen liefert, die im Idealfall eine exakte Rekonstruktion der Wellenfront erlau-
ben.
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[0099] Bei Luftbilddaten kénnen Mehrdeutigkeiten auftreten, die eine durch die Zerlegung in Zernikefunktionen erfol-
gende eindeutige Zuordnung einzelner Beitrdge zum Gesamtabbildungsfehler verhindern, da eine Bestimmung der
radialen Ordnungen dieser Zerlegung nicht eindeutig mdéglich ist: So hat beispielsweise eine Zerlegung eines Abbil-
dungsfehlers vom Typ "Koma" in Zernikefunktionen radiale Beitrage der Zernikefunktionen Z7 und Z14, wobei bei einer
Luftbildmessung in der Regel nicht entschieden werden kann, ob eine gemessene radiale Abhangigkeit des Gesamt-
abbildungsfehlers durch den Beitrag der Zernikefunktion Z7 oder durch den Beitrag der Zernikefunktion Z14 verursacht
wurde.

[0100] Anstelle des Erhebens von Wellenfrontdaten mittels Interferometrie kénnen zur Beschreibung des radialen
Verlaufs des Gesamtabbildungsfehlers ausreichende Wellenfrontinformationen auch aus Luftbildmessungen bei ver-
schiedenen Beleuchtungsgeometrien, sog. Beleuchtungssettings, gewonnen werden. Dies ist mit einer Projektionsbe-
lichtungsanlage mdglich, die im Vergleich zu denen, die in den Figuren 1 und 5 dargestellt sind, nur geringfligig abge-
wandelt ist:

Hierzu wird im Bereich der Beleuchtungsoptik 5, 205 der Projektionsbelichtungsanlage 1, 201 eine Aperturblende
mit veranderlicher Apertur eingebracht. Der Gesamtabbildungsfehler wird dann bei verschiedenen Formen der
Apertur, z. B. bei verschiedenen Durchmessern des Beleuchtungsbiindels 4, 204, vermessen. Aus diesen Messun-
gen kann in einer flr die vorstehenden Optimierungsverfahren ausreichenden Genauigkeit auf die verschiedenen
radialen Wellenfrontordnungen und damit auch auf die verschiedenen radialen Ordnungen bei der Beschreibung
des Gesamtabbildungsfehlers zuriickgeschlossen werden.

[0101] Als Koeffizienten b, die das Koeffizientenspektrum S aufbauen, kénnen auch bei dieser Zerlegung die Koeffi-
zienten b zum Einsatz kommen, die sich unmittelbar aus der Anpassung einer Linearkombination aus Zernike-Funktionen
an die mit dem LuftbildmefReinrichtung gemessenen Bildfehlerdaten gewonnen werden. Diese Koeffizienten stellen
jedoch entsprechend der vorstehenden Diskussion in der Regel ein Gemisch aus verschiedenen radialen Wellenfront-
Ordnungen k dar, weshalb eine direkte Kenntnis einzelner radialer Ordnungen im allgemeinen nicht vorliegt. Sollen
derartige radiale Wellenfront-Ordnungen k jedoch einzeln jeweils fir sich optimiert werden, ist deren separate Kenntnis
erforderlich. In diesem Fall wird statt des oben beschriebenen Koeffizientenspekirums S ein Koeffizientenspektrum
verwendet, welches sich aus gewichteten Koeffizienten b zusammensetzt, die nach folgender Gleichung aus den
Koeffizienten b, die zu verschiedenen (1 bis L) Beleuchtungssettings der Beleuchtungsoptik der Projektionsbelichtungs-
anlage gehéren, gewonnen werden kénnen:

L
5 1l

1
ob, (k) = g~ (k) by

1=1

[0102] Die Differenzgewichte g' (k) werden hierbei derart gewéhit, daR die Koeffizienten 8b direkt das Koeffizienten-
spektrum flr eine radiale Wellenfront-Ordnung k wiedergeben.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Optimierung der Abbildungseigenschaften
von mindestens zwei optischen Elementen, bei dem mindestens eines der optischen Elemente relativ zu mindestens
einem stationaren optischen Element bewegt wird, mit folgenden Verfahrensschritten:

a) Messen (19) des sich aus dem Abbildungsfehler des beweglichen optischen Elements (7; 207) und dem
Abbildungsfehler des stationaren optischen Elements (8; 208) zusammensetzenden Gesamtabbildungsfehlers
aller optischen Elemente, wobei alle optischen Elemente von MeRlicht durchtreten werden;

b) Darstellen (20) des gemessenen Gesamtabbildungsfehlers als Linearkombination der Basisfunktionen eines
orthogonalen Funktionensatzes;

c) Bewegen des beweglichen optischen Elements (7; 207) relativ zum stationaren optischen Element (8; 208)
in eine neue MefRposition (23);

d) Erneutes Messen (21) des sich aus dem Abbildungsfehler des beweglichen Elements (7; 207) und dem
Abbildungsfehler des stationaren optischen Elements (8; 208) zusammensetzenden neuen Gesamtabbildungs-
fehlers aller optischen Elemente, wobei alle optischen Elemente von MeRlicht durchtreten werden;

e) Darstellen (22) des neuen Gesamtabbildungsfehlers als Linearkombination der Basisfunktionen eines ortho-
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gonalen Funktionensatzes;

f) Berechnen (24) des Abbildungsfehlers des beweglichen optischen Elements (7; 207) und des Abbildungs-
fehlers des stationaren optischen Elements (8; 208) unter Verwendung derin den Schritten b und e gewonnenen
Darstellungen;

g) Berechnen (25) einer Zielposition des beweglichen optischen Elements (7; 207) aus dessen Abbildungsfehler
und dem Abbildungsfehler des stationaren optischen Elements (8; 208), in welcher der Gesamtabbildungsfehler
minimiert ist;

h) Bewegen (26) des beweglichen optischen Elements (7; 207) in die Zielposition.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das mindestens eine
bewegliche optische Element (7; 207; 130 bis 132; 330 bis 332) um die optische Achse verdrehbar ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei zur Messung
des Gesamtabbildungsfehlers Luftbild-Daten herangezogen werden.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
wobei zur Messung des Gesamtabbildungsfehlers die Wellenfrontdaten eines Abbildungsbilindels (4; 204) nach
dem Projektionsobjektiv (6; 106; 206; 306) gemessen werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4 bei Riickbeziehung auf Anspruch 3, wobei die Luftbild-Daten bei verschiedenen Be-
leuchtungssettings gemessen werden.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, daB als orthogonaler Funktionensatz Zernikefunktionen gewahlt werden.

Claims

1. Method for optimizing imaging properties of at least two optical elements, in which at least one of the optical elements
is moved relative to at least one stationary optical element, comprising the following method steps:

a) Measuring (19) of the overall image defect of all optical elements, consisting of the image defect of the
movable optical element (7; 207) and the image defect of the at least one stationary optical element (8; 208),
in which all optical elements are traversed by measuring light;

b) Representing (20) of the measured overall image defect as a linear combination of the base functions of an
orthogonal function set;

c) Moving of the movable optical element (7; 207) relative to stationary optical element (8; 208) to a new
measurement position (23);

d) Renewed measuring (21) of the new overall image defect of all optical elements, consisting of the image
defect of the movable element (7; 207) and the image defect of the stationary optical element (8; 208), in which
all optical elements are traversed by measuring light;

e) Representing (22) of the new overall image defect as a linear combination of the base functions of an
orthogonal function set;

f) Calculating (24) of the image defect of the movable optical element (7; 207) and of the image defect of the
stationary optical element (8; 208), using the representations obtained in steps b and e;

g) Calculating (25) of a target position of the movable optical element (7; 207) from its image defect and from
the image defect of the stationary optical element (8; 208), in which the overall image defect is minimized;

h) Moving (26) of the movable optical element (7; 207) to the target position.

2. Method according to claim 1, wherein the at least one movable optical element (7; 207; 130 to 132; 330 to 332) can
be rotated about the optical axis.

3. Method according to claim 1 or 2, wherein air image data are used for the measurement of the overall image defect.

4. Method according to one of the preceding claims, wherein the wave front data of an image bundle (4; 204) after the
projection objective (6; 106; 206; 306) are measured for the measurement of the overall image defect.

5. Method according to claim 4 if depending on claim 3, wherein the airimage data are measured at different illumination
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settings.

6. Method according to one of the preceding claims, characterised in that Zernike functions are chosen as orthogonal
function set.

Revendications

1. Procédé d’optimisation des caractéristiques de formation d’image d’au moins deux éléments optiques, dans lequel
au moins un des éléments optiques est déplacé par rapport a au moins un élément optique fixe, avec les étapes
de procédé suivantes :

a) mesure (19) du défaut total de formation d'image de tous les éléments optiques, composé du défaut de
formation d’image de I’ élément optique mobile (7 ; 207) et du défaut de formation d’image de I'élément optique
fixe (8 ; 208), tous les éléments optiques étant traversés par la lumiére de mesure ;

b) représentation (20) du défaut total de formation d’ image mesuré sous forme de combinaison linéaire des
fonctions de base d’ un ensemble de fonctions orthogonales ;

c) déplacement de I'élément optique mobile (7 ; 207) par rapport a I'élément optique fixe (8 ; 208) dans une
nouvelle position de mesure (23) ;

d) nouvelle mesure (21) du nouveau défaut total de formation d’'image de tous les éléments optiques, composé
du défaut de formation d’'image de I'élément mobile (7 ; 207) et du défaut de formation d’image de I' élément
optique fixe (8 ; 208), tous les éléments optiques étant traversés par la lumiere de mesure ;

e) représentation (22) du nouveau défaut total de formation d’image sous forme de combinaison linéaire des
fonctions de base d’'un ensemble de fonctions orthogonales ;

f) calcul (24) du défaut de formation d'images de I'élément optique mobile (7 ; 207) et du défaut de formation
d’'images de I'élément optique fixe (8 ; 208) en utilisant des représentations acquises aux étapes b ete ;

g) calcul (25) d’'une position cible de I'élément optique mobile (7 ; 207) a partir du défaut de formation d’image
de celui-ci et du défaut de formation d’'image de I'élément optique fixe (8 ; 208), dans lequel le défaut total de
formation d’image est minimisé ;

h) déplacement (26) de I'élément optique mobile (7 ; 207) dans la position cible.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel I'au moins un élément optique mobile (7 ; 207 ; 130 a 132 ; 330 a
332) est rotatif autour de I'axe optique.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel des données de photographie aérienne sont utilisées pour
mesurer le défaut total de formation d’'image.

4. Procédé selon I'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel les données de front d’'onde d’un
faisceau de formation d’'image (4 ; 204) sont mesurées apres |'objectif de projection (6 ; 106 ; 206 ; 306) pour mesurer

le défaut total de formation d’image.

5. Procédé selon la revendication 4, en référence a la revendication 3, dans lequel les données de photographie
aérienne sont mesurées avec différents réglages d’éclairage.

6. Procédé selon I'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que des fonctions de Zernike
sont sélectionnées comme ensemble de fonctions orthogonales.
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